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1．はじめに
近年，マイクロマシンや微小電気機械システム（Micro Electro Mechanical System : MEMS）といっ
たマイクロデバイスを加工する方法の研究が盛んに行われている．一般にフォトリソグラフィー
や集束イオンビーム化学気相成長（Forcused Ion Beam-Chemical Vapor Deposition : FIB-CVD）が
使われているが，製造プロセスが複雑であったり，真空環境などの高価な設備が必要といった問
題点がある．
これに対し，我々はレーザートラップと電気泳動堆積法を組み合わせることによりナノ微粒子
を局所的に堆積させる技術の開発を行ってきた 1)．これまでに，本手法を用いて堆積を行いなが
らステージを移動させることにより，基板に対して垂直なピラー状の立体構造物が作成可能であ
ることを示してきた 2)．本研究では，本手法で作製した構造物の機械物性について示す．

2．実験と結果
様々な直径のピラーを用いて機械物性の評価を行うため，レーザーの光強度を変化させること
で直径を変化させた．Fig. 1にレーザーの光強度によって直径が変化したピラーの走査型電子顕
微鏡（Scanning Electron Microscope : SEM）像を示す．レーザーの光強度が高くなるにつれて直
径が大きくなることがわかる．これは，レーザーの光強度が強くなるにつれて，より多くの微粒
子をトラップすることができるためであると考える．
機械物性の評価は，SEMの真空チャンバー内で動作可能なマイクロマニピュレーターを用い，
原子間力顕微鏡（Atomic Force Microscope : AFM）用のカンチレバーとピラーの相互たわみを計測
することにより行った．Fig. 2にピラーと AFMカンチレバーの相互たわみを計測した SEM像を
示す．この図により測定されたたわみ量からピラーのバネ定数は 0.43 N/m，ヤング率は 3.30 GPa

と見積もることができる．

Fig. 1: Fabrication of the pillars by changing laser

intensity.

　

Fig. 2: Measurement of Young’s modulus of the fab-

ricated pillars. (a) Measurement of deflection of the

pillar. (b) Measurement of the deflection of the can-

tilever.
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